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(57) Abstract: Disclosed is a method for producing a micromechanical part preferably used for fluidic applications in conjunction 
with hollow spaces. Said part is composed of two functional layers which are differently structured by means of micromechanical 
methods. A first stop layer having a first structure is applied to a base plate. A first functional layer is applied to the first stop layer 
and first bearing areas of the base plate. A second stop layer having a second structure is applied to the first functional layer. A second 
functional layer is applied to the second stop layer and second bearing areas of the first functional layer. An etching mask is applied 
to the second functional layer. The second and the first functional layer are structured by using the first and the second stop layer 
in an etching process and/or by using the first and second stop layer as sacrificial layers. Additional movable fluidic elements can 
be created with the aid of the inventive method by structuring the base plate in a supplementary manner. Said method is preferably 
used for producing a micropump comprising an epitaxial polysilicon layer as a pump membrane. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Hers tell en eines mikromechanischen Bauteils vorzugsweise fUr fluidische 
Anwendungen mit Hohlraumen beschrieben. Das Bauteil ist aus zwei Funktionsschichten aufgebaut, wobei die zwei Funktions- 
schichten mit mikromechanischen Verfahren unterschiedlich strukturiert werden. Auf einer Grundplatte wird eine erste Stopschicht 
mit einer ersten Struktur aufgebracht. Auf die erste Stopschicht und auf erste Anlageflachen der Grundplatte wird eine erste Funkti- 
onsschicht aufgebracht. Auf die erste Funktionsschicht wird eine zweite Stopschicht mit einer zwei ten Struktur aufgebracht. Auf die 
zweite Stopschicht und auf zweite Anlageflachen der ersten Funktionsschicht wird eine zweite Funktionsschicht aufgebracht. Auf 
die zweite Funktionsschicht wird eine Atzmaske aufgebracht. Die zweite und die erste Funktionsschicht werden durch die Verwen- 
dung der ersten und der zweiten Stopschicht durch Atzverfahren und/oder durch die Verwendung der ersten und zweiten Stopschicht 
als Opferschichten strukturiert. Durch erganzendes Strukturieren der Grundplatte kdnnen mit dem Verfahren zusatzliche bewegli- 
che Fluidikelemente realisiert werden. Das Verfahren wird vorzugsweise verwendet, um eine Mikropumpe mit einer epitaktischen 
Polysiliciumschicht als Pumpmembran herzustellen. 



